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DESCRIPCION
Reductor de presion de modo dual
Campo técnico

La presente invencién pertenece al campo técnico de los difusores de alta presion y se refiere a un difusor de alta
presion de modo dual.

Antecedentes

El gas comprimido se usa ampliamente en productos farmacéuticos, alimentos y bebidas, y otras producciones
industriales. La calidad del gas comprimido que entra en contacto directo con el producto afecta directamente la calidad
del producto, por lo que existen estrictos requisitos para el control de calidad del gas comprimido, entre los cuales las
particulas y los microorganismos son dos indicadores importantes.

En la deteccién microbiana del gas comprimido, los procedimientos de deteccion comunmente usados incluyen el
procedimiento de placa de contacto, el procedimiento de membrana estéril, el procedimiento de medio de cultivo
liquido y los procedimientos de enriquecimiento por filtracion al vacio, etc. El procedimiento de placa de contacto es
susceptible al aire ambiente, de modo que el resultado de la prueba se desvia significativamente de la realidad. Una
gran parte del gas se descarga por el orificio de escape durante el proceso de muestreo del procedimiento de
membrana estéril, por lo que los microorganismos del gas no pueden quedar retenidos en la membrana del filtro. Como
resultado, la precision de la deteccion se ve afectada. Los microorganismos no se pueden contar cuantitativamente
usando el procedimiento del medio de cultivo liquido. Aunque el procedimiento de enriquecimiento por filtracién al
vacio combina las ventajas de los procedimientos anteriores, es necesario preparar una variedad de consumibles
experimentales antes del muestreo. En el proceso de muestreo, es necesario mantener una velocidad de gas fija y el
proceso de operacion es complicado. Existe una clase de muestreadores de gas comprimido que se pueden conectar
directamente al gas comprimido para el muestreo. Sin embargo, dichos muestreadores de gas solo tienen una unica
funcion de muestreo y no pueden descomprimir el gas a alta presion a gas a presion atmosférica.

La técnica anterior pertinente puede incluir el documento CN 106479875A (Guangdong Huankai Microbial Sci & Tech
Co., Ltd.) (8 de marzo de 2017), esta publicacion que divulga un muestreador de microbios de aire comprimido de flujo
ajustable comprende una cubierta, una parte del cabezal de muestreo y un conjunto en la cubierta del sistema de
circuito de gas de control, y el cabezal de muestreo esta provisto de un canal de entrada de aire. La parte superior de
la cubierta, la cubierta de la parte inferior del cabezal de muestreo, esta provista de un asiento de placa del paso de
entrada de aire, y la base de la placa de cultivo esta provista del paso de aire. El sistema de paso de gas controlable
comprende un circuito de gas y una valvula de ajuste de la presion de gas y esta conectado con el medidor de flujo de
gas en el circuito de gas. Un extremo de la trayectoria del gas esta conectado con la interfaz de la fuente de gas en la
cubierta; y otro extremo del cabezal de distribucion de gas esta conectado con el cabezal de muestreo del canal de
entrada de aire.

CN 205473778U (Liaoning Chengda Biotechnology Co., Ltd.) (17 de agosto de 2016).

US 2008/087108A1 (Kreikebaum Gerhard [EE. UU.] et al. (17 de abril de 2008).

CN 107063765A (WUXI TECH-MAC SCIENT INSTRUMENT CO., LTD.) (18 de agosto de 2017).

CN 206696027U (WUXI TECH-MAC SCIENT INSTRUMENT CO., LTD.) (1 de diciembre de 2017).

CN 206074314U (Kunming Chinese Medicine Factory Co., Ltd.) (5 de abril de 2017).

CN 106324052A (Li, Zongzhen) (11 de enero de 2017).

CN 104865106A (North China Electric Power University (Baoding)) (26 de agosto de 2015).

CN 105911132A (Guangzhou Guigin Instr Equipment Engineering Co., Ltd.) (31 de agosto de 2016).

US 2013/149790A1A (Endress & Hauser Conducta Gesellschaft Fur Mess-Und Regeltechnik Mbh +) (13 de junio de
2013).

Sumario
Teniendo en cuenta los problemas anteriores, la presente invencion proporciona un difusor de alta presion de modo

dual. Dada una estructura en la que un cabezal de muestreo esta separado de un armazon principal, el difusor de alta
presién de modo dual tiene operaciones convenientes, sencillas y flexibles. Ademas, el difusor de alta presion de modo
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dual puede implementar eficazmente las funciones de recoleccién microbiana en estado de presion constante y de
difusor de gas de alta presion.

Se proporciona un sistema difusor de alta presion de modo dual para transferir una muestra de gas presurizado desde
una unidad de muestreo aguas abajo a un detector. En un modo de realizacion, el sistema incluye

un cabezal de muestreo para recoger una muestra gaseosa;
al menos un detector para detectar la muestra; y

un circuito fluidico que conecta el cabezal de muestreo con el al menos un detector. El cabezal de muestreo incluye
una carcasa superior (1) con una entrada y una carcasa inferior con una salida. Un tapén de bloqueo esta ubicado
entre la entrada y la salida para derivar el flujo de gas entre la carcasa superior y la carcasa inferior. Una placa de
tamiz esta ubicada aguas abajo del tapon de bloqueo también para derivar el flujo de gas entre las carcasas superior
e inferior.

En ese modo de realizacién, el circuito fluidico incluye una pluralidad de conectores, valvulas y sensores para controlar
la velocidad del flujo de la muestra gaseosa desde la entrada a la salida a través del tapon de bloqueo por medio de
un primer modo, es decir, (i) un soporte de la placa de Petri esta colocado entre las carcasas superior e inferior y,
después de pasar a través del cabezal de muestreo, la muestra de gas (gas presurizado) se descomprime a un estado
de presion constante en el difusor de alta presion de modo dual en un primer modo, y (ii) el gas presurizado se conecta
directamente al difusor de alta presion de modo dual (sin cabezal de muestreo), y el gas presurizado se descomprime
a un estado de presion constante mediante un difusor de alta presion y se transfiere al equipo de deteccion posterior
por medio de un segundo modo.

Explicado de otra manera, el circuito fluidico esta conectado al cabezal de muestreo y la entrada del sistema esta en
la parte superior de la carcasa superior 1. Al retirar el tapon de bloqueo, en un modo alternativo, se cierra una valvula
electromagnética (15) y luego se aisla un sensor de presion diferencial (16) del resto del aparato, la placa de Petri (5)
tiene la funcién de impactador para capturar patdgenos contenidos en el aire comprimido.

Y el cabezal de muestreo puede desconectarse del circuito fluidico, la entrada de aire comprimido del circuito fluidico
se convierte en el conector de gas 17 a través de la pared, en este modo, el aire muestreado tiene su flujo ajustado y
la presion regulada por el circuito fluidico y puede ser dirigido a al menos un detector posterior, que puede incluir
equipo de deteccion.

De acuerdo con el esquema técnico de la presente invencion, se proporciona un difusor de alta presion de modo dual,
que incluye una carcasa inferior del cabezal de muestreo y una carcasa superior del cabezal de muestreo conectadas
entre si, la parte superior de la carcasa inferior del cabezal de muestreo esta provista de un soporte de placa de Petri
para fijar una placa de Petri, la parte superior de la carcasa superior del cabezal de muestreo esta provista de un tapén
de bloqueo de la derivacion de gas, la parte inferior de la carcasa superior del cabezal de muestreo esta provista de
una placa de tamiz de la derivacion de gas, un conector de tuberia de gas de la carcasa inferior del cabezal de
muestreo esta conectado a un conector de gas a través de la pared a través de una tuberia, un extremo de salida de
gas del conector de gas a través de la pared esta conectado a un conector de gas de tipo T, un extremo del conector
de gas de tipo T esta conectado a un sensor de presion, otro extremo del conector de gas de tipo T esta conectado a
una valvula de seguridad, una salida de gas de la valvula de seguridad esta conectada a una entrada de gas de un
sensor de flujo, una salida de gas del sensor de flujo esta conectada a una valvula reductora de presion, una salida
de gas de la valvula reductora de presion esta conectada a una entrada de gas de una valvula proporcional, una salida
de gas de la valvula proporcional esta conectada a un bloque adaptador de salida de gas, el bloque adaptador de
salida de gas esta provisto de un orificio de conexion de deteccion de presion, el orificio de conexion de deteccion de
presion esta conectado a una entrada de gas de una valvula electromagnética a través de una manguera, una salida
de gas de la valvula electromagnética esta conectada a un orificio de detecciéon de un sensor de presion diferencial,
otro orificio de deteccion del sensor de presion diferencial esta conectado al aire atmosférico, una salida de gas del
bloque adaptador de salida de gas esta conectado a un conector de salida de gas.

Como una mejora adicional de la presente invencion, la carcasa inferior del cabezal de muestreo y la carcasa superior
del cabezal de muestreo estan conectadas mediante un mango de sujecion.

Como una mejora adicional de la presente invencion, la carcasa superior del cabezal de muestreo corresponde a una
plataforma de forma conica con un tamafio aumentado desde un lado superior hasta un lado inferior entre el tapéon de
bloqueo de la derivacion de gas y la placa de tamiz de la derivacion de gas.

Como mejora adicional de la presente invencion, el conector de la tuberia de gas de la carcasa inferior del cabezal de
muestreo es perpendicular a un eje de la carcasa superior del cabezal de muestreo.
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La presente invencion puede obtener los siguientes efectos técnicos: el producto de acuerdo con la presente invencion
tiene una estructura sencilla y apropiada y un disefio ingenioso, y puede realizar la funcién de recoleccion de microbios
bajo presion constante y de difusor de gas de alta presion.

Breve descripcion del dibujo
La FIG. 1 es una vista estructural esquematica de la presente invencion.
Descripcion detallada de los modos de realizaciéon

En lo sucesivo en el presente documento, los modos de realizacién de la presente invencién se describiran con
referencia al dibujo.

Como se muestra en la FIG. 1, un difusor de alta presion de modo dual incluye la carcasa superior del cabezal de
muestreo 1, el tapéon de bloqueo de la derivacion de gas 2, el mango de fijacion 3, la placa de tamiz de la derivacién
de gas 4, el soporte de la placa de Petri 5, la carcasa inferior del cabezal de muestreo 6, la valvula de seguridad 7, el
sensor de flujo 8, la valvula proporcional 9, el bloque adaptador de salida de gas 10, el conector de salida de gas 11,
el orificio de conexion de deteccion de presion 12, la valvula reductora de presion 13, el sensor de presion 14, la
valvula electromagnética 15, el sensor de presion diferencial 16, el conector de gas 17 a través de la pared, el conector
de gas de tipo T 18, etc.

La presente invencion es un difusor de alta presion de modo dual como se muestra en la FIG. 1, que incluye la carcasa
inferior del cabezal de muestreo 6 y la carcasa superior del cabezal de muestreo 1 que estan conectadas entre si. La
parte superior de la carcasa inferior del cabezal de muestreo 6 esta provista del soporte de placa de Petri 5 para fijar
una placa de Petri, la parte superior de la carcasa superior del cabezal de muestreo 1 esta provista del tapon de
bloqueo de la derivacién de gas 2, y la parte inferior de la carcasa superior del cabezal de muestreo 1 esta provista de
la placa de tamiz de la derivacion de gas 4. Un conector 19 de tuberia de gas de la carcasa inferior del cabezal de
muestreo 6 esta conectado al conector de gas 17 a través de la pared a través de una tuberia, y un extremo de salida
de gas del conector de gas 17 a través de la pared esta conectado a un conector de gas de tipo T 18. Un extremo del
conector de gas de tipo T 18 esta conectado al sensor de presion 14, y el otro extremo del conector de gas de tipo T
18 esta conectado a la valvula de seguridad 7. Una salida de gas de la valvula de seguridad 7 esta conectada a una
entrada de gas del sensor de flujo 8, una salida de gas del sensor de flujo 8 esta conectada a una valvula reductora
de presion 13, una salida de gas de la valvula reductora de presion 13 esta conectada a una entrada de gas de la
valvula proporcional 9 y una salida de gas de la valvula proporcional 9 esta conectada a un bloque adaptador de salida
de gas 10. El bloque adaptador de salida de gas 10 esta provisto del orificio de conexion de deteccion de presion 12,
el orificio de conexion de deteccion de presion 12 esta conectado a una entrada de gas de la valvula electromagnética
15 a través de una manguera, una salida de gas de la valvula electromagnética 15 esta conectada a un orificio de
deteccion de un sensor de presion diferencial 16, otro orificio de deteccion del sensor de presion diferencial 16 esta
conectado al aire atmosférico, y una salida de gas del bloque adaptador de salida de gas 10 esta conectada al conector
de salida de gas 11.

La carcasa inferior del cabezal de muestreo 6 y la carcasa superior del cabezal de muestreo 1 estan conectadas por
el mango de sujecion 3.

La carcasa superior del cabezal de muestreo 1 corresponde a una plataforma de forma cénica con un tamafo
aumentado desde un lado superior hasta un lado inferior entre el tapéon de bloqueo de la derivacion de gas 2 y la placa
de tamiz de la derivacion de gas 4.

El conector 19 de la tuberia de gas de la carcasa inferior del cabezal de muestreo 6 es perpendicular al eje de la
carcasa superior del cabezal de muestreo 1.

Una implementacion de la recoleccion de microorganismos en un estado de presién constante: el conector de gas 17
a través de la pared esta conectado externamente al cabezal de muestreo, la entrada de gas del cabezal de muestreo
esta conectada a la fuente de gas de alta presion y el conector de salida de gas 11 esta conectado a un silenciador;
la valvula electromagnética 15 esta cerrada para proteger el sensor de presion diferencial 16 de dafios debidos a una
presion diferencial excesiva; el grado de apertura y cierre de la valvula proporcional 9 es controlado por la deteccion
en tiempo real de la presion dinamica y el caudal masico en el cabezal de muestreo por el sensor de presion 14 y el
sensor de flujo 8 para lograr el caudal de presién establecido. La valvula proporcional 9 se cierra cuando el volumen
de muestreo de gas alcanza el volumen de muestreo de gas establecido. Después de completar el muestreo, la fuente
de gas de alta presion se apaga y el grado de apertura y cierre de la valvula proporcional 9 se ajusta detectando la
tasa de cambio del sensor de presion 14, realizando asi la funcion de descomprimir lentamente el gas a alta presion
en el cabezal de muestreo. La valvula reductora de presion 13 sirve para proteger la valvula proporcional 9 del impacto
del gas a alta presion.

Una implementacion del difusor de gas a alta presion: el conector de gas 17 a través de la pared esta conectado
externamente a la fuente de aire de alta presion directamente, el conector de salida de gas 11 es un conector de
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pagoda. La valvula electromagnética 15 se abre para asegurar que el sensor de presion diferencial 16 pueda detectar
la presién en el bloque adaptador de salida de gas 10. El circuito de control de deteccion se adopta para monitorizar
la presion en el bloque adaptador de salida de gas 10 a través del sensor de presion diferencial 16. El grado de
apertura y cierre de la valvula proporcional 9 se ajusta automaticamente para asegurar la provision precisa del caudal
de gas requerido para el equipo de deteccion posterior. Como se muestra en la FIG. 1, dada la estructura en la que el
cabezal de muestreo esta separado del armazén principal, las operaciones del cabezal de muestreo son mas
convenientes, mas sencillas y mas flexibles.

La carcasa superior del cabezal de muestreo 1y la carcasa inferior del cabezal de muestreo 6 estan conectadas por
el mango de sujecion, por lo que la operacion es mas sencilla y conveniente. Ademas, la conexion entre las carcasas
superior e inferior es mas firme y segura.
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REIVINDICACIONES
1. Un sistema reductor de alta presion de modo dual que comprende:
un cabezal de muestreo para recoger una muestra gaseosa;

y
un circuito fluidico
comprendiendo el cabezal de muestreo:

una carcasa superior (1) y una carcasa inferior (6) conectadas entre si,

una parte superior de la carcasa inferior del cabezal de muestreo (6) esta provista de un soporte de placa de Petri (5)
para fijar una placa de Petri; una parte superior de la carcasa superior del cabezal de muestreo (1) esta provista de un
tapon de bloqueo de la derivacion de gas (2), una parte inferior de la carcasa superior del cabezal de muestreo (1)
esta provista de una placa de tamiz de la derivacién de gas (4),

comprendiendo el circuito fluidico los siguientes componentes: un conector de gas (17) a través de la pared que
comprende una entrada y una salida, el extremo de salida de gas del conector de gas (17) a través de la pared esta
conectado a un conector de gas de tipo T (18), un extremo del conector de gas de tipo T (18) esta conectado a un
sensor de presion (14), y el otro extremo del conector de gas de tipo T (18) esta conectado a una valvula de seguridad
(7), una salida de gas de la valvula de seguridad (7) esta conectada a una entrada de gas de un sensor de flujo (8),
una salida de gas del sensor de flujo (8) esta conectada a una valvula reductora de presién (13), una salida de gas de
la valvula reductora de presion (13) esta conectada a una entrada de gas de una valvula proporcional (9); una salida
de gas de la valvula proporcional (9) esta conectada a un bloque adaptador de salida de gas (10), el bloque adaptador
de salida de gas (10) esta provisto de un orificio de conexion de deteccién de presion (12), el orificio de conexion de
deteccion de presion (12) esta conectado a una entrada de gas de una valvula electromagnética (15) a través de una
manguera, una salida de gas de una valvula electromagnética (15) esta conectada a un orificio de deteccion de un
sensor de presion diferencial (16), otro orificio de deteccion del sensor de presion diferencial (16) esta conectado al
aire atmosférico, una salida de gas del bloque adaptador de salida de gas (10) esta conectada a un conector de salida
de gas (11),

en el que el sistema reductor de alta presion de modo dual esta configurado para funcionar en dos modos

un primer modo i) en el que la entrada del conector de gas (17) a través de la pared esta conectada a la carcasa
inferior del cabezal de muestreo a través de una tuberia, y la carcasa superior del cabezal de muestreo esta conectada
a una fuente de aire comprimido, para permitir la recoleccion de microorganismos contenidos en la fuente de aire
comprimido en la placa de Petri,

un segundo modo ii) en el que la entrada del conector de gas (17) a través de la pared esta conectada directamente
a la fuente de aire comprimido y el conector de salida de gas (11) esta conectado a un equipo de deteccion posterior.

2. Sistema reductor de alta presion de modo dual segun la reivindicacion 1, caracterizado por que la carcasa inferior
del cabezal de muestreo (6) esta conectada a la carcasa superior del cabezal de muestreo (1) mediante un mango de
fijacion (3).

3. Sistema reductor de alta presion de modo dual segun la reivindicacion 1, caracterizado por que la carcasa superior
del cabezal de muestreo (1) corresponde a una plataforma de forma cénica con un tamafo aumentado desde un lado
superior hasta un lado inferior entre el tapdn de bloqueo de la derivacion de gas (2) y la placa de tamiz de la derivacion
de gas (4).

4. Sistema reductor de alta presion de modo dual segun la reivindicacion 1, caracterizado por que un conector de
tuberia de gas de la carcasa inferior del cabezal de muestreo (6) es perpendicular a un eje de la carcasa superior del
cabezal de muestreo (1).
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FIG. 1
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